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１．概要（Summary） 

歯冠修復材料としてスーパーエンジニアリングプラスチ

ックである PEEK を応用する場合、研磨が困難であり、こ

れを解消するために円板状の PEEK 材の表面を種々の

条件で研磨処理し、表面の 3 次元性状や表面粗さなどを

測定し、最適な研磨方法を見出す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100] 

 

【実験方法】 

PEEK 材試料に各種表面処理したものについて、

NPF061 短波長レーザー顕微鏡を用いて 3 次元性状の

記録や表面粗さなどの測定し、解析する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

中研磨用バーでは#800 相当まで研磨が可能であり、

それ以降の仕上げ研磨の検討には#800相当の表面粗さ

に標準化した試料で研磨方法を検討するのが適切である。 

 

Table.1 Average roughness due to polishing 

treatment (Ra, Sa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  Laser microscope images after various 

polishing treatments. 

 

中仕上げ用のビッグポイント、カーボランダムおよびSラ

イムは目標の 0.2 μm には到達できないが、カーボランダ

ム、ビッグポイント、S ライム、デュラポリッシュの順に研磨

することで、この目標値はクリアが可能であることが示唆さ

れた。 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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